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[**tfrte : *«Hfc (*fcfi): t'**a : ***** tf^ttta] 
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2. 
3. 
4. 
5. 

[*-£tjH&: *tf a : tilt*** mettle] 
l. 
2. 

□ m nwakto Itir&ftte : : a & : 3fe*5 m/f ttta] 

□ H*Ntt±4fr [*fr&tJHfc : : ^ : a #j : ;*#t£tej 
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fa . t x ♦ ^ « # 



tttiUi-A** jx^&KSif • ?l ?n *r - & m m m. * 



* > * x # ^ m * 

A structure of a structure release and a manufacturing method are 
provided, the structure and manufacturing method is adapted for an interference 
display cell. The structure of the interference display cell includes a first 
electrode, a second electrode and at least one supporter. The second electrode 
has at least one hole and is arranged about parallel with the first electrode. The 
support is located between the first plate and the second plate and a cavity is 
formed. In the release etch process of manufacturing the structure, an etching 
reagent can pass the hole to etch a sacrificial layer between the first and the 
second electrodes to form the cavity, therefore, the time needed in the process 
becomes shorter. 
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30 0 : & -f- # £ 3R # ^ 

30 2 : 3" m, M *fc 

3021 : A * 

304 : it # 4fe 

306 : ?L >W 

308 : @] §3 
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Electro-Luminescent Display . OLED ) #o % & M ^ H 
(Plasma Display Panel' PDP) % 9Y • * -T" a* & *<J 

tit £ JL A & USP5835255 §£4?.*'J > i£ * *'j i§ & 7 - *T 

H & &J M. tt> 7t B£ n (Array of Modulation) - n ffl & rft 

^ ® Si ^ IS *l ffl • *fr JL * 1 ® • £ 1 H ft 

^-7t6fj^J©7F^® — ^fc-f-J^ASi^JP-it 100 & # * 

it m ( Wall ) 1 02 A 104- A it m 1 02 - 1 04 ft ft & £ if 4fe 
106 m £ if ft *8 A - JK £ (Cavity)1 08 • ^ it ^ 102 v 104 
r.1 &<J SE m ' 4l It Jk K £ 108 * «. * D • Jft 1 02 > 104 * 

«P & ft Jt ' J5-Mft*-««*««&' ! 3"tt££«**'*" 
«- Jt • -t^^Tt^i^m 102 * 104 ffij i& l£ £ 108 t • 
^ttfcmtfttTJL***!**** ( Wave Length • « A * 
^ ) t • & * # ^ & * 1 . 1 ft & * ( A 1 ) »T a J. £ * tSt <l± 
■T- * « *fr * • *■ + N*AJ»*t-*fl«tt. ' 

2D = N A (1.1) 

<£ J£ £ 1 0 8 -R: & D?S5^^^?fe4-#l^.-fe^^^^ B * ' 
M ^ £ £ & t£ <l± ^ # fa ^ ifc J& # & & ° * • Id, & * &} 

-si m- * • a it ' n * -f- * « * # * 1 o o ffij -r ft ^. ^ " M " 
6(1 t i • 
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[ # ft #f ] 

£ «t 4fc € l# Jfc & ( Micro Electro Mechanical 
System. MEMS) t ' *Ttt«itft>f«tfe*' *» » * # 
(cantilever) » # (beam) - $ (membrane) » tt A il 
(channel) - ?L ^ (cavity) - & m (joint or hinge) - i£ # 
(link) - * (crank) - # f* (gear) - # # (rack) £ # • & 

& 4± /i #j & *1 #. *«-*«l#A«k*Jlt«' H *t ■» 

H^^fdo^^Sl^^SIS^i ( Liquid Crystal 
Display • LCD ) v — ««t ( Organic 
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% 2 m % at ft s *° & ft * * *° -t- * * & *J s * * 

K • tt P.?. * 2 S ' t JE 4-j « T ' ift 1 04 H J% # « «. 
51 # <*j J. :£ 31 ^ ' i^J^ 10-2 44* 8 *t a* • ^ it Jf* * 

10 2* 104 ffl 44 £E 4* • tt * K S 108 ' 
ft^Jb d'- d • • 1-1 t « D jff « d 

f. & • AttfcWtftt^Jl&Wttttfc-fcA. t • 4* # # * 

* 1.1 44 *r n & & -fc ( x 2 ) *r a j. ± & tst <i± f- * • « * t 

1 04 64 & £ & ift 10 2 ffo ^ tB • Sft 1 02 & -fc ^ A 2 64 

* * I* • fi-i'i^^^*^^^ 102442r6}Sl&64$lf£=ti*j 

^f- ft 7F f. it 1 0 0 ffn -r A A " M " ^ » ° 

9 3A © 5. g 3B@#. *#-^f^gS^^^i#$Li£2r* 0 

tf ps 9 3A @ 1 09 -t & * * » A * - * 

& 110 >SL iti ^ 111' H-^^^ 1 1 0 4ft 4± >£ 111 t A 
Hfla 112ai&ffl^#;£&#4&^&^ 0 &£'*^ D ii2 
ft # /& A. # *7 106 - ft & • *S & < 4£ 1 1 4 4ft 4£ 111 A 
Jt # ife 106 ^Li. • & & ' 3 B H • a M # A -tt 

$>J (Release Etch Process) ^ Ffc % 3A B W * i * *t * 
111 ft & £ 116 ( 4ft *t * 111 44 tt £ ) • £ 116 44 * 
D &p & 4ft 4± >i 111 &l M- & ' 

^.^L^^SL^t a4ft4fc*«J*.&*ft#*»** 

# • »-ft»#-Tl&&4flt**4* ' *#'Jffi*t#l#*ft**4ft*t* 

# ^_ ^ 64 it # -tt H (selective etching)- m 4ft 4& >f * I* 
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fin @ T Mil • Ai4ftJl'|i(|i*ft*ff&lk*J • * ft ^ IC 
St. ft A ' it # tt- *J si & £ * ft 4± 4k $>] ( i s o t r o p i c 
etching) • *iifc^7**«l*AitA**5**itt (undercut 
or underetching)3l ft • ft *l *b -fife J* ** >* * & & (substrate) 

* /ft * #• « & # ff * « *J Jt«A*»*i*«HfA* 
m. • *. *k *>J & & 4i i& K M # M M >f & (rinsing)^ $ 
(drying)3»4S#Sfc • ^ ^ ^ ^ A i I >f «• i ^ ^- i- ' <s 
*«St«|'*1f$fttiftil*tA4WS4Si* (stiction) 

a. * » tf-&/t#**#^^»«.' a it • a — ft. *t a. * # 

— ft, 4b & (Xenon Difluoride- XeF 2 ) &. t a 15" * T 
^11 - ^feI«itJ|Tt#$*t.l*f 8 — ft. 4b & *t 
«■ ^ *t If • *fl *» A ^ * £ A # A # A # ' & * * * $ # 

f • &\ -k° m & M - «■ ^ * ... * * ' A-******-!**!* ° 

ft. * It ft. • — ft. 4b & *a ■£ * £ ° -=-ft.4tft.ifc4t«*I«J* 

«-flk*A***ft.<i**.»i-fiL*4ti' ' * — ft. 4b a ^ 

*] # *J # jf a* ' — ft.4b&#^^jt;&iB3»4lilft.iJ*-& 0 

— ft.4bilMj4s««!lttafc*tt'ffe ' Haj*#4*tt«i*J*fc*l- 

64 jfe * • H ifc ' — fc4bfi.ttffl:»'*****fcft» + ' * Ifr ' 

& 4t # ft ** # afc I* *J ft « + * # * <* *I *• m ° 

tfr #. bs |s 4 SI • .# 4 ffl 4* ^ § *o * -f- £ ffi * it 

it t ^ I n • fc^^s*.****. 200 * # a- i* ** ** 

202 2021 ' 44. *l ft # ^ i£ • ft Jl # 4fc 204 
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iSL & -T- * A M * * to 200 ft ^ ?b * m & ' m & 202 
A iL *P 204 4fc *$- *fc 'fc * W • it # 4fo 204 * it # 4fc 
2 04 A Jl «T 4fe 204 *a-l**#H*#Wl* ' ft. ft -=- *L4b it 

♦ *WRR^^ft»4*4±* ( * * ^ ■ -t- ) Sfc fi" *J ° w 
& ft *L 4b & A 4k « * *& * * *fc *j it & B m * « 
&l*-®Lte.%tt%#)*ftft%i Sf i£- & • - 4k « t • 

•sr*si^#^^ 10 at # ' £f # * # f *r $•] 

St # £f 20 ~ 3 0 «t # • #1 t*f *A**IA«^t 

ft -r • - * j# *& ff a*. *j * # it + *> 5- 3 a- it • 

u it ft - ft -fc st A *J * it «■ * ff at * *J ft «• « 

* # ±. i£ -ft ft » <a & — «.4baL4s.*W4**i***ffafc<k 
*Jft«-L.****l , |-teJ&*W** - — *L 4b fi. * * % * * 
HI > *t#.*L##J<fc&.B-* s ft£ ' — i. it a - * *J * «. A «j 
JL ± ft. 4b & ' $L *b & * K A Ifr • axtfrttlk*j*ft* ° 

#§. * . «teJ*-*i4b&**««fc*f#**ff*.**Jttft« 

« a & it * it « ^ a — H ^b St A 4k m m it *T & # # *• * «J 

^^.^^^isj^a^^tt • m^ts:^^ % m & & n it 1- >f 
C * w « # 1 



10 



& ' ^^J^7tft^^*BW#l:>5.ti • ft J- * *] #] — 

#**;&« *]#>SB<fc*$'«fc'tt*JJfe#£ ' *P ft * ft « *l 
= It -(b H ( Nitrogen Trifluoride • NF 3 ) * ^ *. ft 4 
( Sulphur Hexafluoride • SF 6 ) *«k*l*1t*'ft*&'***l 
M • * « « iS.*-**-*^^-*^* 3 $L * 5. 1 0 * # W • 
tb a — <L ft & 4 ** *I #J <K» «I * * ft *t 48- i + * * ° *t ** 
#S-*^*i(.«*S«i±Ait* (Throughput) % & * m & 

% * • 

* 'tt *fc • * # «« «l B tt*t*<£*-K — ****** 

* • ?T3tffl^*^*^«***.**^-fc- ' ^ A « * ^ * 

*. A • • 

*ssi*** Afttii • a * * ft « — «. ft & 
a*ift4f****<tt statst*. **r«^^ffl*- 

^ <fl # x - a «j*£*.#-********-** 

* a *j % m. • -sritffl^^^^^^^-?-^^^^- 1 ^ ' ^ 

««.fli**ft.&#A*L&«i**J#I ' « *• « t. ft *. * s- & 



n 



it m - =- ft lb ft A X ft it 4L S'J *M -R. ~ ft 4t ft - a 
it fir ft ff afc 4* aj • Pf- «. ft A *■ 0 

if a -ft 5'j ft a • ^m.mfc&^ ; &&&-* 3 ?-x>&&z-±- • *r 

a-afc^-*****^******* ' & t& a£ ^ Bfl *° -ft m 

— t;&T2r^&4±>i ° 0 & £ — * * .t «r *L M • ft 
# 44 *J t ft i *L » 4* *'J * & Hi 4& *t >f ' ft ^> it ft 4* b£ 

at •» sa ft a • a a » « .*p + — *t J i L «Si'pB 

«fts + ftffl**ft&#*.ft*«i«**]#] ' *° « ft 

4L * 5- ft it m - -E. ft 4b ft A * & fls 4L * S'J JN ' • *k *J ft 
«i|ft'*t****'A4tt#ffA«;*]t« ' #r £ <Mj ft a 
a* ft & - ft 4b ft ft ^ *s # • # & • ^^Ta€ffl»i*l.i 
*A.ft&tt*J^]*]4**&^ft^fc£#***J 
« ffi • 

5 - 38r * • *«-««mftffl«i««.«t^Aftffl***<*- 
(Remote Plasma)***********.* tlit* 
4i ft • **<ftt*««rj*.^*P^A^**^* ' * * A - 
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it • & :k -fr m. m & -k » fln&n#£fc#) &*t®.&m#)£&& 

#. 4* S'J • 5 >b • A * & * * * ' 4fc**£ ' 
ft «t *J ft St * 4ft # ' *. 4fc * *I «• « ft « « 0 

aL^^^wmsfttt*^*******.****-** 5 * 

ft B* ffl • ftte^^4£S'j&^^^— &4t&^2E'J$l^/&^ 
& it 7 *t *& ff & 6k *J 51 «. ' * «■ & ff *■ « ^ * 

[ * * * £ 3 

*» * ft Jl ' a^^^# B H^«fe^Jta-«^^-^^.^^ 

# ft '*. J* ■# *. # IB 4L ft ft • 

9 5B-flk<r*** , «4ft'ftir«fe* , J«i-**-T L **** 

*7t**4»6<iW«L**lll 5® • * + * * M * * 

it 300 & % - % & 301 • ^IR«ftH 302 - *° A * 3 0 2 1 . m 

-fcjW-jfc-T-^jS.M^J^/t 300 flS*****'*!*** 302 
& .1 # 4fe 3 04<fifc4fcJfrft*&301.S.5-ft*(*.*"^*$'IB-t) 
^. M • -fr « * 301 306 ft » % m 301 • 
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* t • & i& & & Q & % & & & & & ^ 306« n m 
306 S!i X. + a 'h «■ 1 38t * & ° ^AS<jlLils|X.tt^# 
4& & ft a 8f ng • 4a£.* + 3 0 0 # 

*f&5fcj&5F*!l#*S* ' ® *b - *L >H 306^^-t^^^i^A 
^ 1 0 ft # • T ^ ' ?L 6*1 *£ 4k K. -t % ft it #t 1 «t * £ 5 
ft # ffl • iL # ^ 304 JL ® 304 A it # 4fo 304 * «, 
^ & 302 H ^- * N BR ' ft S'J « £ -T * H 306 ^ ^ 

ift # & & 4 ( *l # ^ ^ B -b ) ife 4f ft *J • 

4 ^ f f 6 #J t • * f f *t M ^ ^ ^ 300 id X. f ft ^ 50 

m * 1 o o at # 4l m - * 4A a #. ^ i 4Bm^*.##-*- 

I-I't***/***. • ft. 16 -=- ft. 4b & * 35" 31 206 

#1 ^ Nb «l ( * * a*- H -t ) M 4i W BR 20 8 ^ ^ A «■ 4ft * 
4 2 1 0 it. ft ft «J • ft. HI — ft.4b3LSfc$ft£'J#j5&£.-f-Sm«fc. 

«3&tti'l«e*!if^*t + #i 3 a* * - <s. & • 

a * « tr« * it # # # # * * « ■ * * # ■* w « * 1 0 ^ 

& £ 20 a- it N • * Bf * J. « m 20 ^ it • 

% 5A 83 # £ % 5 ffl #f * ft. M-II'*J * * IB IB 308 

m#'*.*j***B*.#.*.' a * 5Bm**.*-f-*A«* 

^ it 300 * « • a ^ * IL & * ft. £ ft n m » *J *» w ft. 
-fb 41 * =. ft, 4b *W ^ .=. ft. 4b ft. * * ft 4b * * ft ij #) # j& *& 3ft 
^t^it^t.«t^#^^S'lBlF . ft«***X^*#* 310 
/^7F4L^^4iL##f ( * * * B -t ) ^i^^A 
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& fa M m ( *. * * « -L ) rUIUfiH 3 1 2 ^ ft «■ 4& 4£ 
3 1 4 ifc 4f « Si • ft J- * $r *3 316^jp<.#A4f? 

ft 4& 3 01 60 ?L jH 3 0 6 & ^ *. 4* *J $k *t * 314° m « # W 
>h 5 3* 4t ' »PJfe^j&i*4ftff*.«*J3t«- ' - & * T #t ft 
60 b£ r.1 #J * 1 II 5- 3 ^ H « • 

& #j ® m ° 

- & flfl & # 401 Ji^^^^^^-t^ 40 2 a & ^ 
406 406 "ST a ^ « * D fl #J # ff • : « *" it % 

«^lt^tB# B ^^^^iStfcl 406 60 # t • 

si - *t -tt *J & £ - « & 402 It^il 406 t » A.H 

a 408 • M a 408 4fcaaflia*-#j&iL**4fe*S'#i ,, j • 

# £ • 406 *0j&-tf*A'41O ° 

40 8= Vt t % 410#itffl^^^.iL#^^ffl • - A T A 

ffl & & # f ' * ***A t ' « ** 

& il & £ g& £ $ • * W * 

-^f &S']|§4#f I 410J^;t&ifcJL#^°****fc 

*jt 410 ' 
S IB & It ** £ £ 410- 
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tfr $. 88 % 6B 1 • «4-t»l«B*ft#r. 
ft £ & Jfc £ # 412' & g ' & %k & % 406 Attfe 4. 
±-lTtt&.--%~%&. 404 • * t • * — « * 404 * * i ^ 
— >isj 4 1 4 • 

* & » a * * ft. & & * ^ & #1 « *J #I • #4 *» « ft. 4b * * 
=. ft -ft « » xgL4b*L#^ft.4b^S***J*l$'fc#«#» a * 

4 06' # t ' 3&*St£l$r7*.£ 

# & it # ft 4l ft i$ (^^tf^sijl) & 4t « *] • * j. 

^AftiB 414 ^ #. 4k I'J & *. * 406 ft a 4* * ft it 4k Id 
(Release Etch Process)#^4^4i>f 406ffii^/&*°# 6C 
@ m ^ *l J£ £ 416- 

7b l& - H & IS. * -g- ^ 4fc • irl *> ' (Acrylic) #f 

si » & & m at * # • 

1 ^ i £ ^ - ?L >1S] ' JLSRttitB*"*^*^,**-?-*,^ 

5 0 «t * i 1 0 0 Kt # 4L M ' ft ?L >H W A ^ 'fr ^ 1 «. * 5- 5 
fit * ^ ft • *] & n J*. 4 J. 1 6 ?L SB • ^- «. « A 

4k m #1 Bf r-i «a *a $ 'j *r « & % # a & • & ^ • + 

* Jt 7b K -t * 50ft#'Wft««ft«ftaTtt4 4 
4k i-J 6d ft Us *a $»J -T 4ft £ ft » 5. • 
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_t ' B ft. • « it 7 ~ & 4b & 4k $A & a «t # & * * St # * « 

* * ' S * * S «• ^ f P * # ~ #L >ft 

itfTlS^I-Sttf ^^^ iJ: ' ^ * * * * * * 

m * * * * * ° 

[ @a & ffi * «, a fl 1 

9 1 m ft & * % *° m 7F 7t & *j ® * * m • 

no 

9 4M# « * 4inm**-#4**. i-r#j a A m * *J 

tit) ^ M '< 

% 5 ffi ft * * B ^ *t ft * * ~~ * * ^ * * ?J * 

« 5 A Eg ft & It 5 IS m * ft * M-ir-S-JS^-LiaS 308 

m 4i «i a * sa ^_ at a : « a 
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% 6 A m 3. % 6CB4|k*-*4s.»W« 

^ & m ^ ft & & & %L & ^ & • 

100- 200 - 300: jfc -f- # & « * 
102 - 104 : jfe 

106 - 204 - 304 - 412: Jl 4f #7 
1 08 > 116: j& % 

109 - 401 : & 9i & # 

110 - 114 - 301 - 402 : f 

111 - 210 - 314 - 406 : & #. * 
112-408: M ° 

202 - 302 : fa *fc 
2021 - 3021 : A Ml 
206 - 31 0 - 31 6: # jig 
208 - 31 2: ffl ft 
3 0 6 - 4 1 4 : ?l « 
308 : ID ffi 
410 : # f * 
D : * & 
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#- - t * * m ft m 

- 9 - % *s ; 

- * — « * ' & # 5- '> ~ m ' 3fc*tt£ — «4£*Jj& 
^ *t # ?'J : « ^ 

»r «l * « *l *n u m n & *t % *j it « m 

2. *a f t£ * *J ft B £ 1 ' * + 
tt^LsBW^ftt^^ 1 * * 5. 10 t*iH • 

3. t if 3- *'J ft S 3? l3im**.«f4»#A***'t* 
*L ft ft $SL ft X. -t #. tf* 1 ft * i 5 « * ffl • 

4. 4att£-£#'Jft@£ » *t 
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* i. & * ft & <ft « *J *i ° 

6. *° * * * *j % m % 4 ^^iiii^^&Mii • * t 

w & 4b * & 4b - X IL -fb & » ^tft.-fbflL**^**!^ 
m & £ * *f ° 

7 . *» f ffr -SM'J ft ffl £ laami**.*****.***' * t 

8. fetntJ-tf&ffl* i«/*rit-<.*##ifc**'*t 

It *k *J M ft « ^ « IL 4b ' -2- H -fb *8 - =. & -lb ft ' * & 
4b$St*.*'lfc**B.-a-mfc.&*.a*** ° 

9. ? # * ft ® % 1 «^ii4Lfe*sAMt • *t 

10. *» t tf * m ft E * 1 5»mife*.*****fafc&*ft'* 

** 4^ ±. » t& O: £. 'J? & & : 
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^ & J. ^ — M a^4ft*t*Att£-'fctt*.rt3fc£*d} 
fl2 /£ ~ # — ^;£«-t£i&*£,#Ai£jt#5f*--fc- ' * t « 

13. *» t If # *'J |£ ffl £ ll^/^ifeijfc^^^WTP^it 

# & i£ 3" ' *t«H»ii^t«^* 1 «t # 10 
^ Pel • 

14. *» f tfr * *J |£ ffl £ 11 *^iti*f * A*** 

* * r-i ■ 

15. *> t AT * *'J ft 0 * 1l3*m34*.*^#s$.«**>t 
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^.^TIS#f#. it^^ralL'fb^. - =. $L it m - =. $L <fb & - ^ & 
17. *> * 1f # *'J f& IB # 11«)^ife<.*f*'A«^*A 
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